
グリーンイノベーションを牽引するGデバイス(H21～H22) 

 

● 高度センサーネットを通じた 
      グリーンイノベーションへの貢献        

● オープンイノベーション拠点形成による 
      国際競争力の強化 



・クリーンルーム内に各種センサ（塵埃、人感、温度、電力、 など）を多数配置、装置や空調等のエネルギーを 
 見える化、その情報をオンデマンド空調に活用することにより、空調電力量を５６％削減を検証！ 
 
・省エネ強力ツールとして、8インチＭＥＭＳ一貫プロセスラインの各種装置の電力使用量をリアルタイムに把握 

◎空調自動制御システム(Clean On Demand制御)：エネルギー最適_空調(FFU)自動制御システム

①：空調(FFU)自動制御システム(Clean On Demand)

温湿度を満足しつつ、パーティクル量に応じたFFU (Fan Filter Unit)

自動制御システムを開発した。

生産設備ごとにパーティクルセンサと温湿度センサを設置すると

ともに、クリーンルーム天井に人感センサを設置し、FFUの自動

制御を実現！

つくば3B棟クリーンルームにてFFU電力量56％削減を実現した。
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電極形成装置(0.5μm)(個/cf)

熱処理炉(0.5μm)(個/cf)

ｳｪﾊtoｳｪﾊ接合装置(0.5μm)(個/cf)

ﾁｯﾌﾟtoﾁｯﾌﾟ接合装置(0.5μm)(個/cf)

MVD装置(0.5μm)(個/cf)

UV照射装置(0.5μm)(個/cf)

接合欠陥観察装置(0.5μm)(個/cf)

個/cf
パーティクル_0.5μm

時刻

FFU空調自動制御システム

作業により一時的に
パーティクル量が上昇！

しかし、
基準値(1000個)以内！

時刻

FFU
電力量

通常制御 FFU空調自動制システム

昼：作業時間帯 夜間

FFUは常に
一定運転

FFUはパーティクル量に応じて間欠運転
⇒FFU電力量の削減！

産総研つくば東事業所
8インチＭＥＭＳ一貫プロセスライン

◎エネルギー見える化システム ： 8インチＭＥＭＳクリーンルームエネルギーマネジメント統合管理システム
①見える化項目：エネルギーおよびエネルギーに影響を与える項目全ての見える化を実現！

電力量(生産設備、空調設備、付帯設備)、ガス使用量(N2、SF6、C4F8)、純水使用量、温湿度(多点)、設備排気量、

パーティクル量(多点)、人在室情報、設備稼働情報。合計：441点(3D棟157点、3B棟179点、2G棟105点)

②ユーザフレンドリーな情報端末(iPad)を活用したシステムの開発！

いつでも、どこでも、だれでも、簡単にクリーンルームのエネルギーに関する情報が共有できる。

③エネルギーデータ分析支援ツールの開発！

効率的にエネルギーのムダを抽出できる。

産総研つくば東事業所
8インチＭＥＭＳ一貫プロセスライン

Gデバイス成果 : 高機能センサネットシステム開発(抜粋）   



ＦＴＤＳ膜除去後の封止気密性 

Gデバイス成果 : 低環境負荷型プロセス開発（抜粋）   

◎ 低環境負荷型深堀りエッチング 

F2, BF3, SiF4など5種類の候補ガスについて、10Hz周期の高速リアルタイム･プラズマ 
発光モニタリングにより得られた高効率エッチングレシピとプロセスシミュレーションによる 
フィードバック制御の組合せにより、温暖化ガス 
排出量をSF6比で90％削減できる低環境負荷 
代替ガス選定指針を得た。 

疑似フィードバック制御の検討 

接合面の制御、パターンの選定で、正規の接合強度の1/10以下に安定して接合を制御できることが判った。 
機能膜として、SAM膜(FDTS膜)はUV光、プラズマ照射で除去可能、除去後の250℃表面活性化接合で気密
封止可能、N2、Arプラズマ照射がパターニ 
ングに適することが判った。 

◎ 低環境負荷型集積化(接合）プロセス 
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表面粗さと接合強度 接合制御の概略図 

◎ 8インチＭＥＭＳラインでのＴＥＧプロセス検証（スマートプロトタイピング） 

産総研つくば東に導入した8インチＭＥＭＳラインのプロセスインフラ構築を目指して、検討・検証したＭＥＭＳ
デバイスはＢＥＡＮＳ実証関連を含め7種類。それぞれ、条件出し検討含め成果を得た。 

加速度センサ 

シリコン振動子 

ジャイロセンサ 

シリコンメンブレン 

圧電ジャイロ 

ＢＥＡＮＳ実証 

中性粒子ビーム 

マイクロプローブ 

シリコンベースセンサTEG 


